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_(54)  OBJEKTTISCH FUER REFLEXIONS-MIKROSKOPPHOTOMETER -

{57) Gegenstand der Erfindung ist ein Objekttisch flir Reflexions-Mikroskopphotometer zur
wechselweisen Photometrie einer zu verwendenden Probe und einer Vergleichsprobe. Ziei der
Erfindung ist es, einen Photometer-Objekttisch so zu gestalten, daB die Oberflache zweier Proben
wahiweise ohne Zeitverluste, Nachjustieren oder Nachfokussieren in den Strahiengang des
Mikroskopphotometers gebracht werden kénnen. Das Wesen der Erfindung besteht darin, da
beide Proben mit Federkraft gegen eine gleiche, zu einer Kreuzflihrung parallel liegende
Anlagefiache gedrickt werden und die Justierschrauben gleichzeitig auf beide Proben wirken.
Fig.1
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zur likroskopachse gestatiten. Diese Spezialtische
sind au?® den iikroskopiisch dsr Grundausristung auisetzdar.
Jis Probe wird voa uaten mit der zu untersucheaden Fléche
gegen eine senkrecial zur optischen Achse der Ilkroskope ver-
laufende Fliche georsBt. Hachteilig ist hierbel die fehlande
Justierung, weil stets der Justierfehler von Anschlifftisch
und Likrcskoptisch auf dis zu uabtersuchende Fliciae Uber-
tragen wird. Tenler wird ovehobsn, iandem der Anscalifi-
tisch auf drsi 3chraubfiZen justierbar zelagsrs wird. Dis
Justierung der reflekticreancden Flidcas 137 niesrbel unter
miXroskopischer Seobacatung adglici.
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fanrungsbedingte menr oder wealger off notwendige aAustausch
beider bringt nohe Zeitverluste mit sich.

Hacn einer weiteren bekasanten Ldsung wird dieser Nachteil
dadurch behoben, daf Probe und Reflexionsstandard sich auf
cinen decihselschlitten befinden und durcih Verschleben g
inschlag wechselweise in den HeBbereich des Hilkroskopes ge-

bracht werden kdnnen.

Dis Probe und der Refle CWO“ssuandard sind mittels Plastilin
auf Cbjekttrigern befestig
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Vergleichsprobe in einer gemeinsamen in ihrer Winkellage zur
optischen Achse justierbaren Zbene verscilsbbar angeordnet
sind.

BrfindungsgemdB wird die Aufgabe d

1 r

Torte Lha;t sind stellbare Anschlédge so
einem beliesbigen Punkt der e Bprobe

der Vergle ichsprobe und beim Rlcklauf de
te HeBpunkt angefahren werden kbnpen.

[ 1,

erfindungsgenéBen Objekttiscn im Schlitt dar-

),

ojekttisch nach Fig. 1 in Draufsicht.
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den ein Suandarap B

e zZu Drﬁ pade Pr

, von der nur eine Fihruagsrichtung dargestells
ist, befestig Die Anlageplatte 3 besteht aus Glas oder
anderem svelqnatnﬂ Hateri ittels zweiesr Ealte-
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siner Tischbasis 11 verbunden, dis mitliels elner Zing -
scawalbe 12 an einem bis auf ein Gbjskiiv 13 nicht dargs-~
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stellten lkikroskop mit einer omtlscren aAcase 14 befestizgd
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Justierschrauben 15 disansn der Jusitierung der unferen Flic!
der Anlagenlatte 3 und somit der Cbjektoberfliche senkrecht

zur optischen Achse 14 des iEikroskopes.

Zur photometrischen Auswertung einer Probe wird diese und die
Vergleichsprobe seitlich in das Genduse 6 eingefihrt und heide

werden mit den zu vermessenden Oberflichen mittels der An-
druckvorrichtung 7 an die Anlagevlatte 3 gedriickt. Da die in-
lageplatte 3 vorher mittels der Justierschrauben 15 senkrecht
zur cptischen dcise des ilkroskopes ausgericiatet wurde,  kan:
sofort die ilessung beginnen. Bin Weciasel gzwischen der Probe
und dem Standardprédparat 1 kaann beliebig oft ohne Zeitverlust
vorgenomaen werden, ohne dapB ein Winkelfehler auftritt oder

ein Nachfokussieren notwendig ist.
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5. L4l lal N

eflexzions-Mikroskoppactomeser zur

P

Objekttisch fir b
wechselweisen FPhctometris einer zu vermesseaden Probe und
einer Vergleichsprobe mit Justierschrauben zur Justisrung
der Probenoberflichen relativ zur optischen ichse dss
Hikroskopphotometers, dadurch gekennzeichnet, daB beide
Proben mittels Federkraft gegen eine gleiche, zu einer
Rreuzfihrung parallel liegenden Anlagefliche gedriickt
werden und die Justierschrauben gleichzeitig auf beide

Froben wirken.

2. Objekttisch nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daB

die Proben zwischen stellbaren Anschlédgen so verschoben
werden kénnen, daB von einem beliebigen Punkt der MeB-
probe stets der gleiche Punkt der Vergleichsprobe und
beim Ricklauf der zuletzit eingestellte MeBpunkt angefahren

werden.

Hierzu eine Seite Zeichnungen
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